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光配線板自動損失測定装置 OEW-1000シリーズ

測定ソフト
■リファレンス測定、接触感知、調芯、損失量(判定機能有り)を自動測定

■各作業をマニュアル操作にて測定が可能な高汎用性

■2モードのティーチング機能(設計値の読込、実サンプル画像による位置

情報の直接登録)によりスムーズな大量測定

■プロファイル測定による出射口の簡易二次元分布測定機能

測定パターン

リファレンス機能
光配線板の損失量を測定前に行います。入射ファイバ、受光ファイバにて単

独に調芯を行い、ファイバ自体のパワー値(リファレンス値)を測定します。リ

ファレンス値を基準にサンプルの調芯を行い、サンプルのパワー値から差

引いた数値を損失量としています。

測定パターン
■高分子導波路光配線板、フレキシブル光配線板に対応

■装置1台で①ストレート導波路(横－横)、②45°ミラーによる片側上面口

導波路(横－上)、③45°ミラーによる両側上面口導波路(上－上)に対応

(その他、光配線板についてはご相談下さい)

製品概要・特徴
■リファレンス測定から挿入損失測定まで簡単な操作で実行可能

■独自の[光学式突き当て検知機能]による高精度接触感知

■観察カメラによる入射ファイバ粗調芯機能を搭載

■[ポイントティーチング機能]を搭載、被テストサンプルの入射・出射位置を

登録、迅速な測定が可能

■測定ワークの入出射口は、端面口や45°ミラーによる上面口に対応

接触感知機能
光配線板を調芯する為に導

波路と光ファイバとのギャッ

プ調整が必要になります。本

装置では導波路と光ファイ

バをタッチさせ、光ファイバ

の微量な撓(たわ)みをオー

トコリメータで感知させま

す。これにより、距離を正確

に把握し、ギャップの調整を

行います。ギャップの距離は

任意に変更が可能です。

ピークサーチ画面

プロファイル画面

ステージの調芯方向導波路タイプ

①

②

③

装置構成図

オペレーション画面はイメージです。実際の画面と異なる場合がありますので、ご了承下さい。
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光配線板セミオート損失測定装置 OEW-2000シリーズ

サンプルの光配線板（光導波路）に対してファイバ（ベアファイバ、フェルール等）または、光学測定機器で調芯を行い、光配線板（光

導波路）の光挿入損失や、光伝搬損失を総合的に測定するセミオート損失測定装置です。

また、X・Y・Zの直動3軸はモータ駆動精密位置決めステージとし、ピーク値を探す際のスキャン（ピークサーチ）が自動で行えます。

この機能により、オペレータの熟練度による測定のバラツキを最小限に抑えられます。

手動測定用ソフトのピークホールド機能により、調芯が容易に行えます。また、自動で測定データへの測定条件が明記されます。

ゲームパットコントローラを連携させると、任意の設定値により数種類のスピードで入射及び受光ユニットの位置決めが、非常に容

易に行えます。

リファレンス測定は、入射・受光ユニットをそれぞれベース板上でスライドさせ、装置中央に移動させた状態で行います。リファレンス

測定終了後は両ユニットを測定可能位置まで戻して固定します。

測定サンプルは導波路長方向が約100mm、アレイ（奥行）方向約20mm、のサンプルサイズに対応しています。また、サンプル形

状にあわせて改造することも可能です。

概要

（セミオートセッティング画面）

（マニュアル操作画面）

（ステージセッティング画面）

結果記録ボタン

粗調芯設定

微調芯設定

検出方法選択

調芯開始ボタン

（参考）

切替え

光配線板損失測定および調芯をサポート

手動ソフトにセミオート調芯機能を搭載

光配線板 セミオート損失測定ソフトウエア

調芯方法
①ステージを操作し、受光側のファイバをサンプルのコアへ近づけます。

②入射側のファイバをサンプルのコアへ近づけ、マニュアル操作画面にて

光が入ったか確認します。

③上記セミオート画面に切替え、設定情報の確認をします。

④調芯開始ボタンを押すと、設定内容から調芯を自動で行います。

　（垂直 - 垂直、垂直 - 水平、水平 - 垂直、水平 - 水平、の 4パターンか

ら選択可能）

⑤入射粗調芯→受光粗調芯→受光微調芯→入射微調芯の順にボタンを押

して調芯が終了します。

⑥結果が左端の「Power」に表示されます。記録する場合は下の記録ボ

タンを押して、マニュアル操作画面の結果に反映させます。

⑦入射側・受光側のステージを次のコアへ移動させ⑤の操作から繰返し

行います。

　（ステージの移動後は光が入っているか確認します）

⑧自動ステージを使用しているので、素早く定量的に測定が可能となって

います。

特徴
■ユーザーをサポートし、手軽にピークサーチが可能

■タッチパネルを使用した簡単操作とコンパクト設計（オプション）

■セミオート調芯機能を搭載し定量的な測定が可能

■自動ステージのフリー操作（ゲームパットによる操作が可能）

機能
■グラフとパワーゲージによる高い視認性を実現 （ズームアップ機能付）

■リファレンス測定後のサンプル測定による損失値の取得

■測定情報および測定値、良否判定の保存がCSV形式で出力可能

■タッチパネルによる測定情報等の入力が可能（オプション）

■サンプルサイズに合わせたセミオート調芯

■ゲームパットを使用した簡単なセミオート操作

オペレーション画面はイメージです。実際の画面と異なる場合がありますので、ご了承下さい。
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①

②

③

ステージの調芯方向導波路タイプ

メイン画面 保存画面

入力画面

測定ソフトウエア

① グラフとパワーゲージによる高い視認性を実現

　（ズームアップ機能付）

② リファレンス測定後のサンプル測定による損失値の取得

③ 測定情報および測定値、良否判定の保存がCSV形式等で出力可能

④ タッチパネルによる測定情報等の入力が可能（オプション）

このとき、測定対象物の種類により入射・受光

ユニットの Y 方向取付位置をスライド固定し、調

芯範囲をステージストローク内にもってくる必要

があります。

前頁 - ①ストレート導波路（横－横）のパターンで

の状態において光源側ファイバと受光側ファイバ

を接近・調芯を行い、リファレンス値をとります。

システム構成図 測定手順

リファレンス測定 → リファレンス値取得

1組目の入射・受光側、調芯
↓

損失測定

次の導波路組へ移動

全 ch 測定終了

次 chへ

装置本体

サンプル

受光
ユニット

入射
ユニット

光ファイバ 光ファイバ

光源

USB外部出力
ポート×2

測定
ソフトウエア

制御部

光パワーメータ

PC

カメラ

測定対象物をサンプルステージユニットに取付

光配線板手動損失測定装置 OEW-3000シリーズ

測定パターン
■高分子導波路光配線板、フレキシブル光配線板に対応

■装置1台で①ストレート導波路(横－横)、②45°ミラーによる片側上面口導波路(横－上)、③45°ミラーによる両側上面口導波路(上－上)に対応

　(その他、光配線板についてはご相談下さい)

特長
手動5軸ステージユニットを入射部・受光部にそれぞれ配し、光配線板（光導波路）に光ファイバで挿入した光の伝搬損失を測定する手動装置です。

【リファレンス測定モード】 【サンプル測定モード】

オペレーション画面はイメージです。実際の画面と異なる場合がありますので、ご了承下さい。
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光学測定機器

光学系
光学系タイプ
（Ⅰ）光ビーム観察・測定用システム光学系
NFP光学系　高機能型
NFP光学系　簡易型
FFP観察用光学系
コリメート光調整用光学系
FFP・NFP同時観察用光学系
NFP・コリメート光同時観察用光学系
（Ⅱ）微小光ビーム照射用システム光学系
微小光ビーム照射光学系
超小型光ビーム照射光学系
超小型光ビーム照射光学系
（Ⅲ）特殊光学系
限定空間励振光学系
（Ⅳ）ダブルビュー光学顕微鏡
ダブルビュー光学顕微鏡　本体

型式

WMS-1000S
WMS-1000L
WMS-1000F
WMS-1000C
WMS-1000D
WMS-1000E

WMS-1000Ⅰ
WMS-1000M6
WMS-1000M20

WMS-1000G

WMS-1000DV

用途目的

高機能型・光ビームNFP測定用
簡易型・光ビームNFP測定用
FFP測定用
コリメート光調整用
FFP・NFP同時計測用
NFP・コリメート同時計測用

高機能型・光ビーム照射用
レンズ固定倍率6×
レンズ固定倍率20×

開口率、照射スポット径可変

ダブルビュー

定価

1,557,000
865,000

1,557,000
1,153,000
2,538,000
2,307,000

2,711,000
612,000
649,000

1,846,000

2,700,000

特長

レボルバ・同軸 LED照明装置有り
レボルバ・同軸 LED照明装置有り

レボルバ・同軸 LED照明・ファイバ入力ポート付
同軸 LED照明・ファイバ入力ポート付・小型軽量タイプ
同軸 LED照明・ファイバ入力ポート付・小型軽量タイプ

同軸観察用カメラ付

同軸観察用カメラポート×2（低倍率 /高倍率）・同軸LED照明

検出器
検出器タイプ
近赤外線テレビカメラ
高感度近赤外線テレビカメラ
可視用テレビカメラ

型式
WNF-1300
WNF-1500
WNF-0750

用途目的
近赤外域観察
近赤外域観察
可視域観察

定価
1,530,000
1,784,000
147,000

特長
～1.3μm用
～1.5μm用

解析モジュール
解析モジュールタイプ
光ビーム解析モジュール
光ビーム・EF解析モジュール

型式
WAM-1000
WAM-1001

用途目的
NFP・FFP・ビームパターン解析
NFP・FFP・EF・ビームパターン解析

定価
1,153,000
1,269,000

特長
解析ソフトウェア・画像ボード・PC
解析ソフトウェア・画像ボード・PC

照射位置をダイレクトに観察しながら、目的箇所にピンポイント
でマイクロ光スポットを照射可能な小型光ビーム照射光学系。
市販のファイバ出力光源が使用可能で、目的にあわせた光源
の選択も自在。小型軽量で装置への組込みや装着も容易。

装置の概要
M-Scope/μBEAM POINTERは、照射位置観察用照準スコープを装
備した微小光スポット照射用光学系です。照準スコープで目標箇所を画像
で確認できますので、正確に、かつ簡単に微小光スポットを対象箇所に照
射できます。

装置の特長・応用
■照準スコープ搭載で微小部位にピンポイント光照射
照準スコープで約 1mm×0.75mm の視野をモニタしながら対象物に
正確に位置合わせが可能です。

■市販の各種ファイバ光源を使用可能
市販の FC 入力型光ファイバ光源が使用可能です。DC 光をはじめ、パ
ルス光、変調光等さまざまな条件での光照射が可能です。使用ファイ
バのコアが 1：1 でサンプルに投影されますので、微小光スポット照射
が可能です。
■超小型・軽量
超小型・軽量で、装置への組込みや各種位置決めステージとの組み合
わせも容易です。

超小型マイクロビーム照射光学系
「WMS-1000M6」「WMS-1000M20」 「WMS-1000G」

「WMS-1000S」「WMS-1000L」「WMS-1000C」
「WMS-1000D」「WMS-1000E」
「WMS-1000I」（「WMS-1000DV」）
ファイバ光照射用ポートに設置した光ファイバのファイバ出射
端を、任意の照射位置に共役条件により照射する光学系です。
照射位置観察ポートを装備、照射位置に高精度・高速に位置決
め可能です。共役条件にてファイバ出射端を照射位置に投影
する方式のため、非接触で光照射が可能です。

概略仕様
■照射ファイバ入力：FCコネクタ入力
■照射径：レンズ結合によりファイバ端1：1照射
■ワーキングディスタンス：10mm～

特長
■非接触で任意の位置に測定光照射が可能
共役条件にてファイバ光を光学的に測定光入射位置に照射。非接触で
光照射が可能。

■光源・光ファイバの選択が可能
LED光源、LD光源、SLD光源等各種光源が使用可能。また、さま
ざまなコア径の光ファイバの使用が可能。
■照射位置モニタ
照射位置観察用のビデオボードを装備。照射位置・照射状態・照射径
を直接観察可能。

応用分野
■光配線板の検査・光学特性の測定
■プラスチックファイバの検査・光学特性測定

ファイバ共役照射光学系

照射スポット径、照射NAを変更し、照射することができます。照
射スポット観察ポートを備えていますので、照射スポット位置・
照射スポットサイズを確認、照射することができます。

概略仕様
■照射NA：0.05～0.65　連続可変
■照射径：φ0.05（mm）/φ1（max）

特長
■光照射条件の変更が可能
照射径・照射NAを変更することが可能。照射条件をかえた特性解析
が可能。サンプルにマッチした照射径選択が可能。
■光源の選択が可能
LED光源、LD光源、SLD光源等、さまざまな種類・波長の光源選
択が可能。

■照射位置モニタ
照射位置観察用のビデオボードを装備。照射位置・照射状態・照射径
を直接観察可能。

応用分野
■光配線板の検査・光学特性の測定
■プラスチックファイバの検査・光学特性測定

限定空間励振型照射光学系

WMS-1000M6 WMS-1000G

WMS-1000L

型式
FH9-10

適用ホルダ形式
FH1-10

● FH9-10
    ユニバーサルホルダ

※写真と実物は一部異なる場合があります。

FH1-10、ステージに
固定するためのホルダ
です。光軸方向にホル
ダを簡単にスライドす
ることができます。

型式
FH6-12

適用デバイス
デバイス

● FH6-12
    デバイスホルダ

※写真と実物は一部異なる場合があります。

デバイスをバキューム
のみでホールドするこ
とができます。

型式
FH1-10

適用径
φ125μm

ファイバ
シングルモード

● FH1-10
    ファイバホルダ

※写真と実物は一部異なる場合があります。

外径φ125μmのファ
イバをホールドすること
ができます。ステージの
回転中心にくるように設
定されています。
（注：ステージに取り付けるた
めにはFH9-10が必要です。）
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光学測定機器　（2）

ファイバ入射→ファイバ受光
損失測定等

（参考寸法） （参考寸法）

（参考寸法） （参考寸法）

（参考寸法） （参考寸法）

（参考寸法） （参考寸法）

ファイバ入射→高機能光学系
損失、NFP等、光学特性の解析

超小型光ビーム照射光学系入射→ファイバ受光
損失測定（入射調芯が比較的容易）

超小型ビーム照射光学系入射→高機能光学系受光
損失、NFP等、光学特性の解析。また、入出射の調芯が容易に行なえる。

限定空間励振光学系入射→ファイバ受光
入射NA、スポット径を可変させた光学特性（主に損失）の測定

限定空間励振光学系入射→高機能光学系受光
入射NA、スポット径を可変させた光学特性（損失、NFP、ビームパターン等）の測定

ファイバ入射→FFP光学系受光
FFP光学測定

超小型光ビーム照射光学系入射/受光
損失測定（入出射の調芯が比較的容易）

FH1-10
WMS-1000M6

WMS-1000G

FH1-10

WMS-1000G WMS-1000D

FH1-10

WMS-1000F

WMS-1000D

FH1-10

FH1-10

WMS-1000D

WMS-1000M6 FH1-10

WMS-1000M6 WMS-1000M6

100mm

100mm

100mm

100mm

100mm

100mm

100mm

100mm
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ダブルビューマイクロスコープ WMS-1000DV

半導体デバイスの観察

半導体デバイスの
観察例

上の画像は半導体デバイスの低倍/高倍同時観察の例です。左の画像は

低倍（光学倍率5倍）画像、右の画像は高倍（光学倍率20倍）画像です。本

システムでは、低倍画像と高倍画像を同時に取得・表示ができます。従来の

ように、レボルバやズームレンズを操作することなく、常に低倍画像で観察

位置の確認を行いながら、高倍画像で部位の詳細観察が可能です。

装置構成例

2つの画像出力ポートからの映像信号は独立して出力されていますの

で、同時にモニタすることができます。また、各映像に独立で画像処理等の

映像信号処理を行うことができます。

また、オプションのレーザ照射導入ポートを使用することで、画像をモニ

タしながら照射位置にピンポイントでレーザ光を照射することができます。

レーザによる微細リペアやマーキングの用途にも応用できます。

応用分野
■半導体・MEMSデバイス等の微細部位・構造の顕微鏡画像観察

■バイオ・生物分野における顕微鏡画像観察

■バイオ・生物分野における蛍光画像・発光画像・不可視光画像の同時観察

■微細部品の外観検査

■その他、顕微鏡画像処理・画像計測一般

■同軸観察によるレーザリペア

•レーザ照射用導入ポート（オプション）装着時

■同軸観察によるサンプル部位への光源照射

•光源照射用導入ポート（オプション）装着時

特長
■2系統の顕微鏡画像を同時にモニタ・処理

2系統のビューポートに接続された2種類の画像センサからの画像を同

時にモニタ・処理することが可能です。

■倍率の異なる2種類の画像を同時にモニタ

低倍の画像と高倍の画像を同時にモニタすることができます。マクロ視

野で観察位置の確認を行いながら、同時にミクロ視野で特定部位の詳細

観察が可能です。レボルバやズームレンズの操作により観察倍率の変更

を行うことなく、同時に2種類の光学倍率で観察が可能です。

（2種類の画像の倍率差は固定です）

■異なる種類の画像センサの情報を同時にモニタ

2系統のポートに異なる種類の画像センサを搭載することにより、可視像

と赤外線画像、可視像と蛍光画像のように、サンプルの観察を行いなが

ら、異なる画像情報を同時に取得することができます。

LED落射照明装置

サンプルステージ
W-FINDERイメージング
マイクロスコープ
WMS-1000DV

観察カメラ2

カメラ
コントローラ

ビデオモニタ出力

ビデオ
モニタ1

ビデオ
モニタ2

画像観察ソフトウエア

データ処理用コンピュータ
（画像取込ボードを内蔵）

画像処理

（オプション）
レーザ照射用
導入ポート

観察カメラ1

2視野同時観察型DOUBLE-VIEW イメージングマイクロスコープWMS-1000DVは、2系統のビューポートを搭載し、2種類の

画像を同時に観察することができる顕微鏡画像観察システムです。光学倍率の異なる2種類の画像、画像センサの種類が異なる2種

類の画像等、2系統の顕微鏡画像情報を同時にモニタ、処理することができます。

概要

DOUBLE-VIEW イメージングマイクロスコープWMS-1000DVは、2系統のビューポートからの画像を同時にモニタできます。

レボルバやズームレンズの操作による倍率変更を行うことなく低倍（マクロ）/高倍（ミクロ）画像の観察・処理が可能です。低倍（マク

ロ）で全体を観察しながら、高倍（ミクロ）で必要部位の拡大画像情報を同時に観察・処理することができます。

DOUBLE-VEIW イメージングマイクロスコープ
光学倍率の異なる2種類の画像の同時観察

同時観察

◇ 光学倍率5倍（左）、20倍（右）の顕微鏡画像同時観察

ステージ
コントローラ

マクロ5倍カラーカメラ画像 ミクロ20倍カラーカメラ画像

マクロ5倍白黒カメラ画像 ミクロ20倍カラーカメラ画像

同時観察
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光テスター ～光配線板高速導通テスター～

装置の概要

シナジーオプトシステムズ製

光テスター（光配線板高速導通検査システム）は、測定光源&測定光均一

照射ユニット、測定光学系、データ処理装置&データ処理ソフトウエア、サ

ンプル測定&搬送ステージステージから構成されています。

新開発の測定光源&測定光均一照射ユニットは、高安定かつ広域に測定

光の均一照射を可能にしました。これにより、光配線板上に配置された複

数の入射チャンネルに、同時に均一の測定光を導入することが可能です。

また、従来の調芯方式のような、数μm精度での位置決めは必要ありませ

んので、複数チャンネルの導波路への測定光導入が高速かつ簡単に実行

できます。

検出光学系は、専用開発の低倍率・高NA 検出光学系を採用、広い同時検

出エリアを確保し、かつ光導波路出射端からの光を確実に捕捉することが

可能となりました。捕捉された光は、高解像度・高ダイナミックレンジCCD

検出器により画像信号として取得され、独自の画像処理アルゴリズムによ

り光導波路の導波伝搬光強度信号を処理、瞬時に判定が実行されます。

サンプルステージ上に設置された光配線板は、自動的にインデックス処理

が行われ、ひとつの基板上に形成された複数の光導波路の導通を自動的

に測定・処理・判定が行われます。これにより、量産時の導通テストも高速か

つ高精度に実行することができます。

多チャンネル光配線基板の導通を高速テスト。量産対応の光導通高速テスター
光配線実装技術は、次世代高速・大容量信号伝送技術として、サーバーや

情報家電・情報携帯端末などの情報通信機器への搭載をはじめとして、近

い将来においてその応用分野の拡大・普及が期待されている次世代配線

実装技術です。光配線板では、通常の電気配線のかわりに、光導波路を形

成した基板に送信・受信用の発光・受光素子を実装し、電気信号・光信号・

電気信号の変換を介してデータ通信を行うため、光の通り道となる光導

波路の導通テストを行うことは必須の要件となります。従来、光導波路の

導通テストを行うためには、導波路の入射端・出射端において、光ファイバ

調芯による位置決めを行い、光導波路の導波損失を測定し、導通を検査

する方法が一般的でした。しかしながら、この光ファイバ調芯には1チャン

ネルあたり1分から2分という長い調芯時間を要するため、その結果とし

て多チャンネル光配線基板の導通テストを行うためには膨大な検査時間

を要することになります。情報通信機器への光配線基板実装実用化にむ

けて、光配線基板の量産方法が確立されつつある現在、この光配線導通

検査工程に要する検査時間が、光配線基板の量産普及に向けての大きな

ボトルネックとなっており、その解決策が求められています。

光テスター（光配線板高速導通検査システム）は、新開発の導通テスト

用高安定・広域・均一照射光源ユニットおよび専用検出光学系・検出アル

ゴリズムを採用し、調芯を行うことなく、複数チャンネルの光配線板導波

路の導通を一度に、かつ高速にテストすることが可能な装置です（特許

出願中）。光テスターでは、従来の光ファイバ調芯方式による導通テスト

と比較して、200倍以上の処理能力を有する高速導通テストを実現し

ました。これにより、将来の光配線基板量産時の高速導通テストが可能

となりました。

光テスター　測定部
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